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TSV 構造のロゴスキーコイル型電流センサを

作製した（Φ100µm，137 ターン，チップサイズ

10×10×0.3mm3）。厚さ300µmのシリコンウェハ（比

抵抗＞10,000Ωcm）を用い、Φ100µm の貫通穴に

Ni-P めっきを形成することで、通電用電流端子、

電流検出用旋回コイルを形成した。 

作製したセンサを図 1 に示す。デバイスは

□10mm×厚さ 0.3mm で、中央通電部に、□1.2mm

エリアに 4×4 個の TSV を有するもの（図 1(a)）、

□6mmエリアに 16×16 個の TSV を有するもの、お

よびロの字に 112個のTSVを有するもの（図 1(b)）

の 3 種類とし、電流経路と電流検出コイルまでの

距離が異なる場合の電流検出特性を調べた。 

電流測定系を図 2 に示す。中央部の電流端子上

下に、検出回路のリセット信号と同期したパルス

状の通電を行い、MEMS ロゴスキーコイルに発

生する誘導起電力を調べた。 

結果を図 3 に示す。検出信号は、電流を広い面

積で印加した□6mmがやや低く、狭い面積で印加

した□1.2mm、およびロの字に印加したものはほ

ぼ同様であった。 

検出精度の向上のためには、電流が一定の経路

を流れるよう TSV を制限することで、安定した

電流検出が可能であると考えられる。 

  

(a) Rect.□1.2mm   (b) Square shape 

図 1. 作製した MEMS ロゴスキーコイル 
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図 2. 電流測定系 
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図 3. 電流測定波形 

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)10p-Z10-16 

© 2020年 応用物理学会 12-156 13.4


